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Fachbereich |

Betriebs- und Sozialwirtschaft
Dekan: Prof. Dr. Muhlencoert
Prodekan: Prof. Dr. Sommer

RheinAhrCampus
Remagen

Fachbereich Il

Mathematik und Technik
Dekan: Prof. Dr. Holz
Prodekan: Prof. Dr. Berres

Gesundheits- und

Sozialwirtschaft
Leiter: Prof. Dr. Sell

Sportmanagement
Leiter: Prof. Dr. Falk

Logistik und

E-Business
Leiter: Prof. Dr. Muehlencoert

Medizintechnik und

Sportmedizinische Technik
Leiter: Prof. Dr. Holz

Optik und Lasertechnik
Leiter: Prof. Dr. Kohl-Bareis

Mess -und Sensortechnik
Leiter: Prof. Dr. Himmel

Biomathematik
Leiter: Prof. Dr. Berres

Wirtschaftsmathematik

Leiter: Prof. Dr. Kremer

Wirtschafts-

Ingenieurwesen
Leiterin: Prof. Dr. Moos

Master

Applied
Physics

Master

Mathematics
in Finance and
Life Sciences




Studiengang Lasertechnik
Materialbearbeitung Rhein Ahr
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Bohren und Analyse mit dem
Rasterelektronenmikroskop

Dr. Barbara Kessler
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Problemstellungen 3
Rhein Ahr O

Qualitatskontrolle einer Materialbearbeitung
ABohren
ASchweissen

Aé

ensanalyse
ursachen
inigungen

S
@
"
%
)
A’
©
S

und Technik

Struktur + Material



7))

=

alysemethoden 3
Rhein Ahr ©

REM (RasterElektronenMikroskopie)
ABildinformation (nm-Auflésung)

ESEM (Environmental Secondary Electron Microscopy)
ABildinformation (feuchte, nichtleitfahige Proben)

DX (Energy Dispersive X-ray Detection)
Elementverteilung (ortsaufgeldst)

roscopy for Chemical Analysis) hv o
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REM :

Rhein Ahr

Bildschirm

A Feiner Elektronenstrahl rastert iber Probe,
A Sekundarelektronen werden detektiert
und auf Bildschirm dargestellit.

A VergréRerung durch kleineren Rasterbereich.

Prof. Dr. Barbara Kessler

Fachbereich Mathematik und Technik
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REM: trocken, leitfahig
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Rhein Ahr
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Auge des Insekts
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REM + EDX
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EDX :

Rhein Ahr

Spektrum
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Energie

A Feiner Elektronenstrahl erzeugt Rontgenstrahlen in Probe,
"""" A Rontgenstrahlen werden detektiert, energieanalyisiert
= und als Spektrum dargestelit.

A Jedes Element hat typische Linien.
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REM + EDX: z.B. Si-Chip %
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g =273 Impulse/s Zeiger: 3.8875 keV

Silizium-Chip mit Aluminium-Leiterbahnen
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ESEM: z.B. Blattlaus
(Environmental Secondary Electron Microscopy) Rhein Ahr
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A Feuchte Proben
A Nichtleitfahige Proben
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ESEM
tal Secondary Electron Microscopy) Rhein Ahr

Elektronenstrahlerzeugung

Differentielle Pumpstufe
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Probenkammer
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SEM: z.B. Glasfasern E
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Spektrum

Intensitat

A Rontgenlinie 16st Elektronen aus Probe,
A Elektronen werden energieanalyisiert
und als Spektrum dargestelit.

tik und Technik

o
N
%
(b
X
©
LS
©
o]

A Jedes Element hat typische Linien,
er Oxidationszustand bestimmt die
e Linienposition.
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z.B. Silber (Ag) 3
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ESCA :
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Gold-Probe

in BUO2 (Keller:
Lasermaterial-
bearbeitungslabor)
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Cu-Probe




